
在先进的电弧处理和稳定的功率输出技术基础上，AE 的 Ascent® AMS 在高精度大面积镀膜应用领域取得显著的技术
进步，在低功率级别上实现前所未有的功率输出精准度和稳定性。 

ASCENT® AMS 用于大面积镀膜系统薄 
膜沉积的创新解决方案  
为高精度低功率工艺提供稳定的功率输出 — 来自脉冲电源技术的全球 
领先企业

 大面积镀膜应用的技术进步使薄膜越来越薄。 由于镀膜系统主要被设计用在较高功率级别下操作，种子层和阻挡层
的沉积面临技术挑战。 传统的做法只是单纯降低功率级别，但这种做法往往会导致等离子体与功率输出的不稳定。

借助 Ascent AMS 电源的精准数字控制系统，AE 开发出一种独有算法，实现可以在给定工艺步骤中输出精准的平均
低功率。 获得的结果是： Ascent AMS 电源显著提升镀膜均匀性和溅射率的稳定性。

开时间 t1   关时间 t2

t1 t2

通过使用各种用户可编程的开关时间，可以实现接近 2 kHz 的平均低功率。



规格如有变更，恕不另行通知。 © 2015 Advanced Energy Industries, Inc. 版权所有。 Advanced Energy®、Arc Management System™、Ascent®、and Set Point Compensation™ 是 
Advanced Energy Industries, Inc. 的商 标。 
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30 kW 时的电弧响 应

领先的电弧检测、关断和恢复速度大

大降低电弧对薄膜和设备的损害。

Arc Management System™ (AMS) 和 Set Point Compensation™ 专利
技术相结合，显著降低电弧对薄膜和设备危害，维持稳定产量

Set Point Compensation™ 技术通过自动调节功率输出来补偿灭弧期间功
率关断造成的沉积率损失，显著改善功率输出的可重复性并维持溅射率。
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